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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
@ MIkrobehalter 

Es wird ein System von MikrobehaKem fur dieZwecke, bei 
denen kleine Mengen von Materiatien sicher verwahrt wer- 
den mussen, insbesondere der Biotechnologie, beschrie- 
ben, mft einer Vielzaht kleinster Kavrtaten, die in ein inertes 
Blockmaterial eingebracht werden und hermetisch dicht 
verschlie&barsind. 
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, ^ Dh Detiel 3 kann mit dner BAebung 4 versehen 

werfen.diediegleich 547--Neigung zur KristaUober- 

technik, ZeDforschung fflr die Phanmae. «1« ZiT^d^^kel eine Vidzahl von Eihebungen, 

md Erfbischung bidier insbesondere unheflbarer = ^^^^j'^J^.rf^ ^on Vertiefungen 2 auf- 
Kraiil±dtei^aberaitt*mderAgraiforschmig.imn u SraSeil, der im Ateverfahren 

mid die Umwdt wieder heraastdlen. besteht die grofle b"^^^ ^^^e Anwendnngen von besonders 

Aufgabe eines sich«eD. kontrollierten Um^rngs und l^^^Z^^^t auaddien. kann zusalz- 

derV^wahrungbenStigterSubstai^nisbesondere ,o Sf^^^^aS^Si ven^det weiden. 

wenndieseeineGefahrfQrdieUmwdtMd«akonn«^^ Uch «^V™?«^J^f^^ jhrerseits mit der 

Um diese Aufgaben fOr die ^^'^P.^^^IS S r-SgcTr &Sng4 des Deckels korrespon- 

sozialvertraglich zu losen. ist absolute Sicbwheit beim 547--5*rage ^ ^ VerschluB bflden. 

HantierenmitSubstanzmengen.wenns.eauchnochso J^^^r^ SSffe oder andere Verbin- 

lddnand,n5tis. j. - -.^ rf,mostechnikenzurErh6hnngderDiclithatangewandt 

AufgabederErfindnngistesdaher.einereine,sichere "fXr^b^ndere kann auch ein LaserstraM im 

Verw&gundHandhabungvonSubstanzenzuer- J^^^^^L^ Sufenden Rand des 

Idditembzw.zugewalirieisten. n«*ek aneewandt werdoi. Ene Vielzahl von Kavia- 

Gel6st wird diese Aufgabe durch emen Mikrobehal- ^eckek an^r^ wero Verteilung im 

ter gemaB Patentanspruch 1 fOr die dort genamiten 20 '^SSddiVbLair^ 

ZwSder den Vortefl aufweist, daB ^ m groB«a B!^*£5£??(Sdfe1SSgen 4) komien ins- 

StQckzahlen kostengflnstig hwgestellt werden bi,^^S;tS!m±teck-. kreilsnnig, oval oder 

ermSglicht eine sichere Aufbewahrong emer Vietohl ^«°°J^*^ fcennen sich nach unten bin ver- 

v^ftobeaDieAnordnungderKavhatenzuonander _ ^leiche Fig. 1 und Rg. 2 
gestatteteinrechnerg^^^EinM^i^ute^ 25 i^J^^^^SSttbeSten.wemfsiez£.mittels 

veriassigvenaMeBbarundwerdenmitVorteflauf Dau- (^eder entfembar) mit Vortefl 

ernichtverandart . „ . - j ^ ai« iHeidiem Material. zB. Silizium ai, als Bod^ des 

Aui^midWeiterbfldmigender&findung^wM^ 30 I'^J^^^S^etischdichtabscfaUeBend. 
renAnsprflchensowiederBeschred,ungundZ«ctoung ^^tojeb^^ ^^^^^^^^ 

dnes Ausfiihrmigsbeispiels zu f toehmen. ^ Itom- ^g^^^^dieObeiflacfaedes Kristalls ver- 
binationen diescr Merkmale gehoien zur Erfindung. In ^^^^^^J^'^j^dy.Richto^^ 
derZddmungaigen: ^-♦.^j ^ antnmatisdier Probesubstanzfull oder -Entnahmeorga- 

F«.leinenBel«ltermiteineremzeInen^v«l 35 ^°^^£jSSrasterbarsindnadivoisegd»- 
dn^bestimmtenOberfmdienoneDtierHngdes knstalh- ^^^^Xinbekannten Analyseautomaten(SI- 
nenMaterials; LABI oder Handhabungsautomatrai, Robotem fur me- 

Fig.2eineAbwandIungvonFig.I: dizinisdie und andere Forsdiungszwedce. 

Fig.3einenBebalterauskiistaIlmemMatenal; ^iSTMaterial des Blodcs 1 muB in jedem Fall inert 

E|4einenBel^terinAbwan«|tagzuEs.3: 40 °f sSS. die unte^dit. behanddt. 

F«.5dnenBd^terinkonstruktiverAbwandlungzu ^^^^^ito^zudner Reaktiongebraditwer- 
'^e Bg. 1 zdgt. bestdit der Bdi^aus B^ •^^t^^S^^^StTSrShSh-der 
wandenmitdner.bevor^md.rerenKavitat^^ ErfSTbSan^sddasse. Ldtungen. Bohrmi- 
zur Aufnahme Udner Substanmiaig^ imd der Btodc as ^^g^^yditwdlenldter aa. sind dn- oder an- 
ist abgesdilossen von dnem DedcdS. Bto<* 1 und Ddc- 1^^^^^^^ Wdse, djenso kSnnen Durch- 
kd3KuskristallinemMaterial.wieIMblerternmt^ W-Odit-. rBestrahlungenX 

rial Ebeaso wird zum erfindmx^^^^-oh^ ^^SS^S^'^BeSlndhmgekLdemBd^lter 
desBdialtersmitemerzweitenMaskeemG^enstucK ^rr~~^^ 

srzeugt = Dedcd 3. der zu den Vertiefungen 2 korre- so . vortdl auf einer Triger- 

spoXende Erhdjungen 4 aufwdst. da die Masken _.^^f A^SiOz^Jlas (Quaiz- 

^metrisdi identisch rfnd. Die Madcentedii^ eriaubt ^« ?^J^^SSStoSsd^-odef Plat- 
Sxe hohe Prazision bd to Herstdlung; sie Bt an sich g^^^^^tog^^^^^ anwendbar.D«*d 
ansderHalbldtertechnikbd^t ^^^iSen u. U. audi duich FoBen. Bander 

Sngen mit hoher gepmetrischer Pr^o" ^ ""iStSSSSSSSTaudiimZusammenhangmit 

engen Toleranzen realisieren lassen. Der Behaiter m go ^^^SSDOnn- oder Didsdiidittedmiken. 
Fig. 1 kamiauf (100)Siliziumh^^ntwerdeD. wobe !^^^?g^SiS7im Ded^loder Boden ange- 
die sdtiidi begrei^endenjlll) Eb^en emen ^^w^SSSverbindmig!^ oder Dedcidiidi- 

von 547° zur Sdidben berfladi aufweisen. Di Eifin- "^^T^^^, undmdilassig) oder zR als 
dmig ist jedodi nidit auf obengenamite AWechmken ^^"^ P^X^Se^Hto^erb^ mit 
besdirankt Andere bdcannte Arten der Embnngimg es ^'''^^^^S^r^^ol^ 
LvertiefmigeninHalbldter-oderam^^k^- -^^f ^"^SSe^e Anwendungen sind 
nesMaterialk6mienangewandtwerden,wie2^.Laser- j^^^^ggUdL 
strahl-B hretL 
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Patentansprudie 

1. Mikrobeh^ter fOr alle Anwendungen, wo kleine 
Mengen versdiiedener Materialien sidier verwahrt 
werden mussen, insbesondere fOr die Zweck der 5 
Biotedinol gie, der Bi genetik, Gentedmik und 
Zellforschung, dadorch gekennzeichnet* daB in ei- 
nem Block aus inertem, kristallinem Halbleiterma- 
terial erne Anzahl Vertiefungen eingebracht sind, 
die — ausreichend fOr die bendtigten kleinen Sub- 10 
stanzmengen — Mikrokavitaten bilden und dafi 
duTch einen Deckel zugleich alle Mikrokavitaten 
hermetisch dicht abschlieBbar sind. 

2. Mikrobehalter nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Block und der Deckel aus 15 
gleichem Material bestehen. 

3. Mikrobehalter nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Block oder Deckel aus Si- 
lizium, GaAs oder anderem einkristallinen Material 
bestehen. 20 

4. Mikrobehalter nach einem der vorhergehenden 
AnsprOche, dadurch gekennzeichnet dafi in dem 
Block eine Vielzahl von Vertiefungen bestinunter 
Form, GrdBe, Anordnung bzw. Verteilung uber die 
dem Deckel zugekehrte Oberflache eingebradit 25 
sind. 

5. Mikrobehalter nach Anspruch 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi die Vertiefungen durch ridi- 
tungsabhSngiges chemisches Atzen eingebradit 
sind. 30 

6. Mikrobehalter nach Anspruch 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Vertiefungen durch anise tro- 
pes Atzen eingebracht sind 

7. Mikrobehalter nach Anspruch 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Deckel mit zu den Vertiefun- 35 
gen im Block komplementaren Erhebungen verse- 
hen ist und hermetisch dicht pafit 

8. Mikrobehalter nach Anspruch 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB eine Vielzahl der Behalter ne- 
beneinander auf einem Tnlger, eine Flache ausfiil- 40 
lend, angeordnet sind. 

9. Mikrobehalter nach einem der vorhergehenden 
AnsprQdie, dadurch gekennzeichnet, daB das An- 
ordnungsmuster der Kavitaten oder Vertiefungen 
nach einem RastennaB aufgebaut ist, so daB es (in 45 
X-Y-Richtung) von automatischen FOU- bzw. Ent- 
leerungsorganen bzw. Probenehmem, Saughebem, 
o.a. MundstQcken insbesondere nach einem vorge- 
gebenen Progranun abrastbar ist 

la Mikrobehalter, dadurch gekennzeichnet, daB sie 50 
nicht nur nebeneinander sondem audi fiber- und/ 
oder ineinander stapelbar sind 
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